　本書はマイクロシステム，ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems），マイクロマシンに関する基礎から応用までのすべての領域をカバーした，本分野初の総合的かつ網羅的な全3巻，54章，2100ページのレファレンスです．斯界第１級の執筆陣が，材料，微細加工，設計，パッケージング，インターフェース回路，センシング，アクチュエーション，高周波・光・化学・バイオ分野におけるマイクロシステム，自動車・環境モニタリング・健康医療分野への応用，原子クロック・燃料電池・マイクロタービン・マイクロ冷却器などのホットなトピックについて，相互参照と豊富な参考文献とともに、基礎的な理論から応用までを詳細に解説しています．
　半導体微細加工技術で製作された髪の毛の直径に匹敵する小さな歯車が国際学会で発表されたのは1987年でした．指先大のシリコンチップ上でのLSIと機械要素の融合が拓く可能性の大きさに人々が魅せられました．あれから20年が経過し，その流れは光学，化学，生物学などを巻き込んだ大きな潮流となりました．関連する学会，学術雑誌，国際会議は充実し，マーケット規模も急速に拡大しています．
　この急速に発展するマイクロシステム分野の更なる発展を支えるために，本書ではこれまでに蓄積された膨大な知識と経験を含む技術情報を整理し，基礎となる理論として体系化するとともに，細分化された個々の領域の今後の方向性を示しています．マイクロシステム，ＭＥＭＳ，マイクロマシンなどの研究開発およびビジネスに携わる大学，研究機関，企業，図書館における必備のレファレンスとしてお薦めします．
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